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(57) Abstract: The invention relates to a laser arrangement (10) having at least one laser light source (12), wherein the laser
arrangement (10) comprises atemperature control device (16). The at least one laser light source (12) can be heated by setting afirst
State of the temperature control device (16) and can be cooled by setting a second State of the temperature control device (16). The
invention also relates to a method for operating such a laser arrangement (10). When a Peltier element is used, aternating heating
and cooling (20) of the laser light source can be achieved by applying an aternating voltage (28). This results in a corresponding
modulation of the laser wavelength. Speckle can thus be reduced when the laser arrangement isused for aprojector.

(57) Zusammenfassung:

[ Fortsetzung auf der néchsten Seite]
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Die Erfindung betrifft eine Laseranordnung (10) mit wenigstens einer Laserlichtquelle (12), wobei die Laseranordnung (10) eine
Temperiereinrichtung (16) umfasst. Die wenigstens eine Laserlichtquelle (12) ist durch Einstellen eines ersten Zustands der
Temperiereinrichtung (16) erwémbar und durch Einstellen eines zweiten Zustands der Temperiereinrichtung (16) kihlbar. Des
Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Laseranordnung (10). Wird ein Peltier-Element
verwendet, kann durch Anlegen einer Wechsel spannung (28) ein alternierendes Aufheizen und Abkuhlen (20) der Laserlichtquelle
bewirkt werden. Diese resultiert in einer entsprechenden Modulation der Laserwellenldnge. Bei einer Verwendung der
Laseranordnung fur einen Projektor kann so eine Speckle-Reduktion erreicht werden.
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Beschr ei bung

Laseranordnung und Verfahren zum Betreiben einer Laseran-

or dnung

Techni sches Gebi et

Die Erfindung geht aus von einer Laseranordnung mt wenigs-
tens einer Laserlichtquelle und von einem Verfahren zum

Betrei ben einer solchen Laseranordnung.
Stand der Techni k

Ei ne Laserlichtquelle, deren Licht auf eine Oberflache fallt,
erzeugt im Auge des Betrachters ein sogenanntes Speckle-
Muster. Als Speckle oder Speckle-Mister werden koérnige Inter-
f erenzphdnonmene bezeichnet, welche sich bei Bel euchtung einer
optisch rauen Oberflache aufgrund der Koharenz des Laser-
lichts beobachten |assen. Das englischen Wrt Speckle, wel-
ches sich als Sprenkel oder Fleck Ubersetzen lasst, wrd
hi erbei sowohl fir die einzelnen Lichtflecken als auch fur
das durch Interferenzeffekte entstehende Mister verwendet.

Da ein derartiger Speckle im allgeneinen vom Betrachter als
storend enpfunden wrd, sind Methoden entw ckelt worden, um
den Speckle zu unterdricken oder zum ndest zu reduzieren
Dies kann bei einem aus dem Stand der Techni k bekannten Ver -
fahren durch die Uberlagerung zweier oder nehrerer Laser-
lichtquellen geschehen. Alternativ kann eine Ubernodul ation
des Lasers erfolgen, also ein spektrales Aufweiten der Em s-
sionswel | enl &nge des Lasers durch Anregen desselben mt einer
hohen Frequenz .

Al's nachteilig ist hierbei der Unstand anzusehen, dass derar-
tige Methoden der Specklereduktion vergleichsweise aufwindig

sind .
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Darstel l ung der Erfindung

Di e Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Laseran-
ordnung sowie ein Verfahren der eingangs genannten Art zu
schaffen, welche bzw. welches auf besonders einfache Wise
eine Verringerung des wahrnehnbaren Specklekontrastes ernbg-
l'icht.

Di ese Aufgabe wrd geldst durch eine Laseranordnung mt den
Merkmal en des Patentanspruchs 1 und durch ein Verfahren mt
den Merkmal en des Patentanspruchs 10.

Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den ab-
hangi gen Anspr tchen.

Di e erfindungsgenmafle Laseranordnung unfasst eine Tenperier-
ei nrichtung, wobei die wenigstens eine Laserlichtquelle durch
Einstellen eines ersten Zustands der Tenperiereinrichtung er-

war mbar und durch Einstellen eines zweiten Zustands der Tem

periereinrichtung kuhl bar i st. Dem liegt die Erkenntnis
zugrunde, dass Laserlichtquellen, i nsbesondere Laserdi oden,
ei ne Tenper at ur abhangi gkei t i hrer Em ssionswel | enl &nge zei -

gen. Durch Erhdhen bzw. Verringern der Tenperatur der Laser-
lichtquelle lasst sich also die Em ssionswellenlange nodulie-
ren.

Di ese Veranderung der Em ssionswellenl&nge kann nun dazu ge-
nut zt werden, den wahrnehnbaren Speckl ekontrast deutlich zu
verringern bzw konplett zu unterdriucken. Dies erfolgt zudem
auf besonders einfache Art und Wise und somt aufwandsarm
da lediglich rasch abwechselnd der erste Zustand und der
zweite Zustand der Tenperiereinrichtung eingestellt zu werden
braucht, um die Em ssionswellenl&nge zu nodulieren. Das Vor -
sehen der Tenperiereinrichtung, wel che besonders bauraumspa-
rend ausgebildet sein kann, fihrt des Witeren zu einer be-
sonders konpakten Laseranordnung. Auch brauchen so keine Auf-
wand und Kosten mt sich bringenden zusatzlichen optischen

El enente fur die Laseranordnung vorgesehen zu werden.
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Al's vorteilhaft hat es sich gezeigt, wenn durch das alternie-
rende Einstellen der beiden Zustande der Tenperiereinrichtung
ei ne Tenperaturdifferenz zw schen zwei durch das Erwirnen und
das Kuhl en erreichbaren Tenperaturen der wenigstens einen La-
serlichtquelle mt einer Frequenz von nehr als 10 Hz einge-
stellt werden kann. Es ist so ein vergleichswise rascher
Wechsel der Tenperatur der wenigstens einen Laserlichtquelle
errei chbar, so dass auch die Em ssionswellenl ange mt ver-
gl ei chswei se hoher Frequenz noduliert wrd. Durch eine aus-
rei chend hohe Frequenz, mt welcher die Tenperaturdifferenz
ei ngestellt wird, wrd erreicht, dass die Mdulation an sich
von einem Betrachter kaum oder gar nicht wahrgenonmen w rd.
Bevorzugt ist zum alternierenden Einstellen der beiden Zu-
stande der Tenperiereinrichtung ei ne Steuerungseinrichtung
vorgesehen. Als Tenperiereinrichtung kann somt insbesondere
ein hinreichend schnell e schal tbarer Tenmper at ur wi der st and
ei ngeset zt werden.

Besonders weitgehend | &sst sich die Wahrnehnbarkeit der
Schwankung des Speckl ekontrastes verringern oder sogar voll -
standi g unterdrucken, wenn die Tenperaturdifferenz mt einer
Frequenz von nehr als 25 Hz eingestellt wrd. Dies setzt vor-
aus, dass auch die beiden Zusténde der Tenperiereinrichtung
entsprechend rasch alternierend eingestellt werden koénnen.

Von Vorteil ist es daher, wenn die Tenperiereinrichtung als
Peltierel ement ausgebildet ist. Bei einer derartigen Tenpe-
riereinrichtung |A&asst sich das Kuhlen und Heizen in besonders
rasch wechsel nder Folge einstellen. H erfir braucht 1lediglich
die Polarisation des Peltierelenments rasch geandert zu wer-
den, etwa durch Anlegen einer Wchsel Spannung mt einer ent-
sprechend hohen Frequenz. Das Peltierelement fungiert dann
abwechsel nd als Kihler und dann wi eder als Heizer. Dy es fuhrt
zu einer entsprechenden Tenperaturéanderung der Laserlicht-

quel l e .
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I nsbesondere bei Ausbildung der Tenperiereinrichtung als Pel-
tierelement kann udber eine Steuerungseinrichtung dafir ge-
sorgt werden, dass das Peltierelement mt eine Wechsel span-
nung ausreichend hoher Frequenz beaufschlagt wird, um eine
entsprechend rasche Anderung der Tenperatur der Laserlicht-
guel l e zu bew rken.

Danit die Anderung des Zustands der Tenperiereinrichtung auch
zu einer besonders raschen Anderung der Tenperatur der Laser-
[ichtquelle fuhrt, ist es glinstig, wenn die Wirnekapazitat
des Peltierelements sehr gering ist. D es kann insbesondere
durch Vorsehen einer besonders geringen Dicke des Peltierele-
ments erreicht werden, wobei sich eine Dicke von weniger als
1 " beispielsweise von ca. 0,5 nm als besonders ginstig
und zugleich technisch gut realisierbar herausgestellt hat.
Von Vorteil 1ist es weiterhin, wenn durch das Einstellen der
bei den Zust&nde der Tenperiereinrichtung eine Em ssionswel -
| enl &nge der wenigstens einen Laserlichtquelle um einen Be-
trag von etwa 1,5 nm bis 3 nm verdnderbar ist. Insbesondere
ist ein Verdndern der Em ssionswellenldange um einen Betrag
aus dem Intervall von etwa 2 nm bis etwa 2,5 nm bevorzugt.
Bei einer ausreichend raschen Mdul ation der Emi ssionswellen-
| &nge in einer derartigen G 6Renordnung ist nédmich von einem
besonders weitgehenden bis vollsténdigen Reduzieren des vom
Betrachter wahrnehnbaren Speckl ekontrastes auszugehen.
Bevorzugt ist des Witeren die Tenperiereinrichtung mt der
weni gstens einen Laserlichtquelle einerseits und mt einer
War nesenke der Laseranordnung andererseits in Anlage. So
| &sst sich besonders gut und rasch die Tenperatur der Laser-
[ichtquelle verandern. Die Warnesenke kann hierbei auf beson-
ders einfache Art und Weise durch ein Geh&use der Laseranord-
nung bereitgestellt sein.

| nsbesonder e, wenn zum Einstellen der beiden Zustande der

Tenmperi ereinrichtung an diese eine Spannung angelegt wrd,
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hat es sich als vorteilhaft gezeigt, wenn die wenigstens eine
Laserlichtquelle auf einer der Tenperiereinrichtung zugewand-
ten Seite zum ndest Dbereichsweise passiviert ausgebildet ist.
Ein solches Passivieren kann insbesondere durch Oxidieren
di eser, der Tenperiereinrichtung zugewandten Seite der Laser-
lichtquelle erfolgen.

Zusatzlich oder alternativ kann auf einer Seite der Tenpe-
riereinrichtung, welche der wenigstens einen Laserlichtquelle
zugewandt i st, ein elektrisch i sol i erendes | solierel enent
vorgesehen sein. Beispiel sweise kann auf die Tenperierein-
richtung eine dinne, jedoch bevorzugt therm sch besonders gut
| eitféahige keram sche Schicht - oder ein Keram kbautei l - auf
diese Seite aufgebracht sein. Dann wrd dafiur gesorgt, dass
ein Beaufschlagen der Tenperatureinrichtung mt Spannung die
Laserlichtquelle nicht in Mtleidenschaft zieht. Dies st
i nsbesondere bei Ausbildung der Laserlichtquelle als Laserdi-
ode von Vorteil. Das Isolierel ement kann insbesondere aus
Alum niumitrid (ALN) gebildet sein.

Als weiter vorteilhaft hat es sich gezeigt, wenn die wenigs-
tens eine Laserlichtquelle als eine Laserdiode ausgebil det
ist, welche im Betrieb Licht mt einer WlIlIlenlange aus dem
roten Bereich des elektromagnetischen Spektrunms emttiert.

I nsbesondere bei rotem Licht ist na&mich der Speckle beson-
ders ausgepr agt, da die spektrale Breite des roten Laser-
lichts mt einer &o6Renordnung von etwa 0,5 nm vergleichswei-
se gering ist. Zudem zeigt eine rote Laserdiode eine beson-
ders ausgepragte Tenperaturabhangi gkeit der Emi ssionswel |l en-
| &nge. So fuhrt eine Tenperaturanderung von 10 K bei dieser
zu einer Anderung der Wellenlange von etwa 2,4 nm

H erbei fidhrt eine Tenperaturerhdhung zu einer Vergro6Rerung
der Wellenl&nge wund eine Tenperaturerniedrigung zu einer Ver-
schiebung der Wellenldnge hin zu kleineren Werten. Dies gilt

sowohl fir eine im Betrieb rot |euchtende Laserdi ode, wel che
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bei spi el sweise aus Al um niungal | i um ndi unphosphi d (Al Gal nP)
gebil det sein kein, als auch fur im Betrieb grin oder blau
| eucht ende Laserdi oden, welche beispielsweise aus Indiungal-
[iumitrid (InGN) gebildet sein kdnnen.

Dadurch |asst sich selbst bei einer vergleichsweise geringen
und somit rasch vornehnbaren Tenperaturanderung bereits eine
vergl ei chswei se groRe Anderung der Wellenlange des von der
roten Laserdiode emittierten Lichts erreichen.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung
ist wenigstens einer ersten Laserlichtquelle eine erste Tem-
periereinrichtung und wenigstens einer zweiten Laserlicht-
quelle eine zweite Tenperiereinrichtung zugeordnet. Hi erbei
sind die erste Tenperiereinrichtung in den ersten Zustand und
zeitgleich die zweite Tenperiereinrichtung in den zweiten Zu-
stand versetzbar. Durch das entgegengesetzte Ansteuern der
Tenperi ereinri chtungen kann selbst mt einer je Tenperatur-
ei nheit vergleichsweise kleinen und somt sich vergleichswei-
se |langsam einstellenden Anderung der jeweiligen Emissions-
wel | enl &nge eine besonders grofRe Differenz zw schen den bei-
den Em ssi onswel | enl &ngen der beteiligten Laserlichtquellen
erreicht werden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn
mttels der Tenperiereinrichtung die beiden Zustande |edig-
l[ich mt vergleichsweise niedriger Frequenz alternierend ein-
stell bar sind oder wenn die Warnekapazitéat der beiden Laser-
lichtquellen vergleichsweise grof3 ist.

Dar iber hinaus erndglicht dies auf besonders einfache Art und
Weise eine wrksame Verringerung des wahrnehnbaren Speckl e-
kontrastes selbst bei der Verwendung von Laserlichtquellen,
wel che eine vergleichsweise geringe Tenperaturenpf indlich-
keit, also eine weniger stark ausgeprégte Tenperaturabhéangig-
keit der Em ssionswellenldnge als eine rot |euchtende Laser-

di ode aufwei sen.
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Ent sprechend kann die wenigstens eine erste und die wenigs-
tens eine zweite Laserlichtquelle jeweils als im Betrieb
Licht mt einer Wllenldnge aus dem grinen Bereich des elekt-
romagneti schen Spektruns emttierende Laserdi ode ausgebil det
sei n. Ei ne sol che, bei spi el swei se aus Indiungal liumitrid
(I nGN) oder Glliumitrid (&N hergestellte Laser di ode
wei st eine ausgepragtere Tenperaturabhangi gkeit der Emi ssi -
onswel I enl &nge auf als eine im Betrieb grin |euchtende Laser-
di ode. Jedoch ist grundsatzlich als erste und zweite Laser-
lichtquelle ebenfalls jeweils eine Laserdiode verwendbar,
wel che zum Emittieren von Licht mt einer Wllenld&nge aus dem
grinen Bereich des elektromagnetischen Spektrunms ausgebi | det
ist. Auch diese im Betrieb grin Ieuchtende Laserdiode kann
aus Indiungalliumitrid oder Glliumitrid hergestellt sein.
Besonders wei t gehend | &sst sich die Wahrnehnbarkeit des
Speckl e-Musters bei Verwendung von blau |euchtenden oder griin
| eucht enden Laserdi oden verneiden, wenn diese beiden Laserdi -
oden in der Laseranordnung ©polarisati onsgekoppelt sind. Dies
fahrt einerseits zu einer VergroRerung der Helligkeit des
emttierten Laserlichts wund andererseits an sich bereits zu
einer Verringerung des Specklekontrastes . Diese liegt in der
nicht vollig identischen Strahlcharakteristik bei der Di oden
begr Gindet . Anstelle der polarisationsgekoppelten Anor dnung
der beiden Laserdi oden kann hierbei auch eine w nkel gekoppel -
te Anordnung vorgesehen sein, wobei die Strahlen der Laserdi-
oden lediglich in einem bestinmten Abstand von den beiden La-
serdi oden Uberlagert sind.
Das erfindungsgemalRe Verfahren zum Betreiben einer Laseran-
ordnung unfasst folgende Schritte:

a) Bereitstellen weni gst ens ei ner Laserlichtquelle und

zum ndest einer der wenigstens einen Laserlichtquelle

zugeordneten Tenperiereinrichtung ;
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b) Erwdrmen der wenigstens einen Laserlichtquelle durch
Einstellen eines ersten Zustands der Tenperiereinrich-

tung; und

c) Kuhlen der wenigstens einen Laserlichtquelle durch
Einstellen <eines zweiten Zustands der Tenperierein-

richtung .

Es kann hierbei auch der Schritt des Kihlens vor dem Schritt
des Erwérnmens vorgenonmen werden.

Da sich durch das Erwdrmen bzw. Kihlen der Laserlichtquelle
deren Em ssionswellenl @ange beeinflussen |asst, kann auf be-
sonders einfache Art und Wise eine Verringerung des wahr-
nehnmbares Speckl ekontrastes erreicht werden.

Die fur die erfindungsgenmalle Laseranordnung beschri ebenen
Vorteile wund bevorzugten Ausfihrungs formen gelten auch fur
das erfindungsgenéafle Verfahren und ungekehrt.

Die vorstehend in der Beschreibung genannten Merkmale und
Mer kmal skonbi nati onen sowi e die nachfolgend in der Figurenbe-
schrei bung genannten wund/oder in den Figuren alleine gezeig-
ten Merkmal e und Merkmal skonbi nati onen sind nicht nur in der
j eweil s angegebenen Kombi nation, sondern auch in anderen Kom-
bi nati onen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rahnen

der Erfindung zu verlassen.
Kurze Beschrei bung der Zei chnungen

Im Fol genden soll die Erfindung anhand von Ausfuhrungsbei -

spi el en néher erl&dutert werden. Die Figuren zeigen:

Fig. 1 schematisch eine Laseranordnung, bei welcher zw schen
ei ner Laserdiode und einer Warnmesenke ein Peltierele-

ment angeordnet ist;
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Fig. 2 eine Anderung der Tenperatur der Laserdiode gemaB Fig.
1 in Abhéngigkeit von der jeweils am Peltierelenment

anl i egenden Spannung; und

Fig. 3 das gegengl eiche Kihlen bzw. Heizen von zwei Laserdio-
den einer alternativen Laseranordnung mttels jeweili-

ger Peltierelenente als Funktion der Zeit;

Bevor zugt e Ausf ihrung der Erfindung

Eine in Fig. 1 schematisch gezeigte Laseranordnung 10 unfasst

als Laserlichtquelle eine Laserdiode 12, welche beispielswei-
se zum Emittieren von Licht mt eine Wllenldange aus dem ro-
ten Bereich des elektromagnetischen Spektrunms  ausgebi | det

ist. Eine solche, rot |euchtende Laserdiode 12 weist eine
ver gl ei chswei se ausgepr agte Tenper at ur abhéngi gkei t i hrer
Em ssi onswel | enl ange  auf. So kann bei einer Tenperaturande-
rung der Laserdiode 12 von 10 K eine Anderung ihrer Emissi -
onswel | enl &nge um etwa 2,4 nm erreicht werden.

Das Modulieren der Tenperatur der Laserdiode 12 wird vorlie-
gend zum Zweck der Reduktion des Speckies eingesetzt, welcher

vom Betrachter im Allgeneinen als stdérend enpfunden wrd und
auf die Koharenz des Laserlichts zuritckzufihren ist, welche
zu Interferenzeffekten fuhrt.

Un eine hinreichend schnelle Mdulation der Tenperatur der
Laserdi ode 12 zu erreichen, ist zwi schen eine Wirnesenke 14
der Laseranordnung 10 und die Laserdiode 12 ein Peltierele-
ment 16 eingebracht. Dieses Peltierelenent 16 wird von einer
Wechsel spannungsquel | e 18 versorgt, sodass nit der Anderung
der an dem Peltierelement 16 anliegenden Spannung dieses ab-
wechsel nd als Kuhler oder als Heizer wirkt.

Di eses abwechsel nde Kihlen bzw. Heizen der Laserdiode 12 mit-

tels des Peltierelements 16 fuhrt zu einer entsprechenden
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Tenper at ur @nderung der Laserdiode 12, welche in Fig. 2 durch
eine Kurve 20 veranschaulicht ist.

In einem in Fig. 2 gezeigten G aphen 22 ist des Witeren auf
einer Ordinate 24 die Spannung U des Peltierelenents 16 bzw
die Tenperatur T der Laserdiode 12 als Funktion der Zeit t
angegeben, wobei die Zeit t auf einer Zeitachse 26 angegeben
ist. Eine Kurve 28 veranschaulicht die je nach Polarisation
des Peltierelenents 16 abrupt sich &andernde Spannung, welche
in der Folge zum Ansteigen bzw Absinken der Tenperatur der
Laserdi ode 12 fuhrt.

Vorliegend wird die Spannung U des Peltierelenents 16 mt ei-
ner Frequenz von mndestens 25 Hz veré&ndert, sodass sich auch
ein sehr rascher Tenperaturwechsel der Laserdiode 12 ein-
stellt. Durch die ebenfalls mt einer Frequenz von 25 Hz sich
ei nstel |l ende Tenperaturénderung AT der Laserdiode 12 wird ei-
ne hinreichend rasche Mdul ation der Em ssionswellenlange der
Laserdiode 12 im Bereich von 2 nm erreicht. In der Folge
kommt es zu einer deutlichen bis konpletten Unterdrickung des
vom Betrachter wahrnehnmbaren Speckl ekontrastes

Zur Vermeidung einer Schadigung der Laserdiode 12 durch die
an dem Peltierelement 16 anliegende Spannung kann das Peltie-
relenent 16 elektrisch isoliert ausgebildet sein, etwa durch
Auf bringen einer dunnen, thermsch Ileitfé&ahigen Keramk auf
sel bi ges .

Anhand eines in Fig. 3 gezeigten Gaphen 30 ist der Betrieb
einer alternativen Laseranordnung veranschaulicht, bei wel -
cher zwei Dbevorzugt polarisationsgekoppelte Laserdi oden 32,
34 zum Einsatz konmen.

Jeder dieser Laserdioden 32, 34 ist ein (nicht gezeigtes)
Pel ti erel ement zugeordnet, wobei die beiden Peltierelenmente
gegengl ei ch angesteuert werden. Dies fuhrt dazu, dass wahrend
des Aufheizens der ersten Laserdiode 32, deren Tenperaturver-

| auf durch eine Kurve 36 veranschaulich ist, die zwite La-
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serdi ode 34 abgekihlt w rd. Der Tenperaturverlauf der zweiten
Laserdiode 34 ist in dem in Fig. 3 gezeigten G aphen 30 durch
eine weitere Kurve 38 veranschaulicht.

Ent sprechend ist die Spannung, welche an dem Peltierel ement
der ersten Laserdiode 32 anliegt, jeweils von der Polaritét
her der Spannung entgegengesetzt, welche an dem der zweiten
Laserdi ode 34 zugeordneten Peltierelenent anliegt. Der zu der
ersten Laserdi ode 32 gehtrige Spannungsverlauf des dieser zu-
geordneten Peltierelements ist in dem Gaphen 30 durch eine
recht eckf 6rm ge Kurve 40 veranschaulicht, und der Spannungs-
verlauf des Peltierelenents, welchem die zweite Laserdi ode 34
zugeordnet ist, durch eine weitere rechteckf orm ge Kurve 42.

Dadurch, dass die erste Laserdiode 32 erwarnt wrd, wahrend
die zweite Laserdiode 34 abgekihlt wrd, tritt wahrend des
Durchl aufens |ediglich eines Rechteckinpulses der an den bei-
den Peltierelenenten anliegenden, einander entgegengesetzten
Spannung U zweimal eine nmaximle Tenperaturdifferenz AT zwi -
schen den beiden Laserdioden 32, 34 auf. Dies ernbglicht es,
auch bei einer geringeren Tenperaturabhéngi gkeit der Em ssi -
onswel | enl &nge der beiden Laserdioden 32, 34 als sie bei der
in Fig. 1 gezeigten Laserdiode 12 vorliegt, mt einer hinrei-
chend hohen Frequenz die erwlinschte Tenperaturanderung und
damt die Veranderung der Em ssionswellenld&nge der beiden La-
serdi oden 32, 34 einzustellen.

Es kann so innerhalb der jeweils zum Aufheizen bzw Abklhlen
der beiden Laserdioden 32, 34 zur Verfiugung stehenden Zeit
die maximal nogliche Differenz der Em ssionswellenl&ngen bei-
der Laserdioden 32, 34 in rascher Abfolge alternierend einge-
stellt werden. Es wird so selbst bei einer geringeren Fre-
quenz des Anderns der jeweiligen Polaritat der beiden Peltie-
relemente eine ausreichend rasche Mdulation der Emissions-
wel | enl angen der Laserdioden 32, 24 der Laseranordnung er-

reicht. Es kann namich jeweils uber einen |&ngeren Zeitraum
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hi nweg die erste Laserdiode 32 erwarnt und zugleich die zwei-
te Laserdi ode 34 gekihlt werden, um eine entsprechend starke
Anderung der jeweiligen Emnissionswellenlangen der beiden La-
serdi oden 32, 34 zu bewirken. Auch auf diese Wise wrd eine
vom Betrachter wahrnehnbare Reduktion des Speckl ekontrastes
erreicht, ohne dass der Betrachter das Andern der jeweiligen
Em ssi onswel | enl &ngen der bei den Laserdi oden 32, 34 benerkt.

Bei den beiden Laserdi oden 32, 34 kann es sich beispiel sweise
um jeweils grun |euchtende Laserdi oden oder um jeweils blau
| eucht ende Laserdi oden handeln. |nsbesondere grin |euchtende
Laserdi oden erndglichen jedoch aufgrund ihrer hdoheren Tenpe-
raturenpfindlichkeit eine groRere Mdul ationstiefe als blau

| eucht ende Laser di oden.
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Pat ent anspr iche

1. Laseranordnung mt wenigstens einer Laserlichtquelle (12,
43, 34),
dadurch gekennzei chnet, dass
di e Laseranordnung (10) eine Tenperiereinrichtung (16)
unfasst, wobei die wenigstens eine Laserlichtquelle (12,
32, 34) durch Einstellen eines ersten Zustands der Tenpe-
riereinrichtung (16) erwarnmbar und durch Einstellen eines
zweiten Zustands der Tenperiereinrichtung (16)  kuhl bar

i st .

2. Laseranordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzei chnet, dass

durch das alternierende Einstellen der beiden Zusténde
der Tenperiereinrichtung (16) das Einstellen eine Tenpe-
raturdifferenz (AT) zw schen zwei durch das Erwarnen und
das Kuhl en erreichbaren Tenperaturen der wenigstens einen
Laserlichtquelle (12, 32, 34) mt einer Frequenz von nehr
als 10 Hz, 1insbesondere mt einer Frequenz von nehr als

25 Hz, bewi rkbar ist.

3. Laseranordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzei chnet, dass
die Tenperiereinrichtung als Peltierelenment (16) ausge-
bi | det ist.

4 . Laseranordnung nach einem der Anspriche 1 bis 3,
dadurch gekennzei chnet, dass
durch das Einstellen der beiden Zustande der Tenperier-
einrichtung (16) eine Em ssionswellenl d&nge der wenigstens

einen Laserlichtquelle (12, 32, 34) um einen Betrag von
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etwa 1,5 nmbis 3 nm insbesondere von etwa 2 nmbis etwa

2,5 nm veranderbar ist.

5. Laseranordnung nach einem der Anspriche 1 bis 4,
dadurch gekennzei chnet, dass
die Tenperiereinrichtung (16) mt der wenigstens einen
Laserlichtquelle (12, 32, 34) einerseits wund mt einer,
i nsbesondere durch ein Gehduse der Laseranordnung (10)
bereitgestellten, Warmesenke (14) der Laseranordnung (10)

andererseits in Anlage ist.

6. Laseranordnung nach einem der Anspriche 1 bis s,
dadurch gekennzei chnet, dass
die wenigstens eine Laserlichtquelle (12, 32, 34) auf ei-
ner der Tenperiereinrichtung (16) zugewandten Seite zu-
m ndest berei chswei se passiviert ausgebildet und/oder auf
ei ner der wenigstens einen Laserlichtquelle (12, 32, 34)
zugewandt en Seite der Tenperiereinrichtung (16) ein

el ektrisch isolierendes |solierelenent angeordnet ist.

7. Laseranordnung nach einem der Anspriche 1 bis s,
dadurch gekennzei chnet, dass
als die wenigstens eine Laserlichtquelle eine Laserdiode
(12) vorgesehen ist, welche zum Emttieren von Licht mt
einer Wellenlange aus dem roten Bereich des elektromagne-

ti schen Spektruns ausgebildet ist.

8 . Laseranordnung nach einem der Anspriche 1 bis 7,
dadurch gekennzei chnet, dass
weni gstens einer ersten Laserlichtquelle (32) eine erste
Tenperi ereinrichtung (16) und wenigstens einer zweiten
Laserlichtquelle (34) eine zweite Tenperiereinrichtung

(16) zugeordnet ist, wobei zeitgleich die erste Tenpe-
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riereinrichtung (16) in den ersten Zustand und die zweite
Tenmperiereinrichtung (16) in den zweiten Zustand versetz-

bar sind.

Laser anordnung nach Anspruch s,

dadurch gekennzei chnet, dass

als die wenigstens eine erste und die wenigstens eine,
i nsbesondere mt der wenigstens einen ersten Laserlicht-
qguel | e pol ari sati onsgekoppelte und/ oder w nkel gekoppelte,

zweite Laserlichtquelle jeweils zum Emittieren von Licht
mt einer Wellenl&nge aus dem blauen oder aus dem grinen
Bereich des el ektromagnetischen Spektrums ausgebil dete

Laserdi oden (32, 34) vorgesehen sind.

Verfahren zum Betreiben einer Laseranordnung (10) mt
f ol genden Schritten:
a) Bereitstellen weni gst ens ei ner Laserlichtquelle
(12, 32, 34) und zum ndest einer der wenigstens ei-
nen Laserlichtquelle (12, 32, 34) zugeordneten Tem-
periereinrichtung (16);
b) Erwadrnmen der wenigstens einen Laserlichtquelle (12
32, 34) durch Einstellen eines ersten Zustands der
Tenperiereinrichtung (16); und
c) Kihlen der wenigstens einen Laserlichtquelle (12,
32, 34) durch Einstellen eines zweiten Zustands der

Tenperiereinrichtung (16)
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